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前 言

本文件依据 CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、

CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》

、CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》、CNAS-CL01-G003《测

量不确定度的要求》和CNAS-CL01-A003《检测和校准实验室能力认可准则在

电气检测领域的应用说明》中的要求，结合激光加工设备领域检测实验室（以

下简称实验室）的特性而制定。

本文件旨在促进实验室质量管理的改进和提高，保障实验室出具的检测结

果数据准确可靠，同时为CNAS评审工作的规范性提供科学依据，确保评审工

作的一致性和有效性。

文件中正文内容是从专业角度提出了实验室认可的技术要求，促进实验室

对认可技术的理解和执行，增加在线检测能力远程审核要求；三个附录分别从

激光器特性要求、激光加工设备检测要求、激光加工设备领域检测实验室远程

审核实施要求，为评审员和实验室提供技术指导。

本文件仅从操作层面上就实施方法给出指导性建议，所提供的方法和实例

并非是唯一可选的，仅供相关方参考。

本技术报告主要起草单位：中国合格评定国家认可中心、工业和信息化部

电子第五研究所、广州赛宝认证中心服务有限公司、西安应用光学研究所、哈

尔滨工业大学、浙江理工大学、浙江大学、北京理工大学、中国电子技术标准

化研究院。

中国合格评定国家认可中心、工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝

认证中心服务有限公司、西安应用光学研究所、广东工业大学

本技术报告主要起草人：

王粤、刘小茵、周永运、李尧、高智伟、郭伟龙、叶志鹏、冷杰武、于东

钰、刘丕群、刘婷、罗凯元
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激光加工设备领域实验室认可技术指南

1 范围

本文件旨在促进激光加工检测领域实验室对CNAS认可技术的理解和执行，

为评审员和实验室提供技术指导。

本文件适用于申请认可的实验室建立管理体系包括激光加工检测领域中

设备稳定性、可靠性、重复性的定性分析或定量检测；供拟申请认可及已获认

可的实验室规范其管理和技术使用；也可供评审员在评审过程中参考使用。

2 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注

日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的

修改 单）适用于本文件。

CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则

CNAS-CL01-G001 《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求

CNAS-CL01-G002 测量结果的计量溯源性要求

CNAS-CL01-G003 测量不确定度的要求

CNAS-CL01-A003 检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用

说明

CNAS-RL01 实验室认可规则

CNAS-RL02 能力验证规则

GB/T 15313-2008 激光术语

GB/T 14896.9-2018 特种加工机床 术语 第 9部分：激光加工机床位精度检

验

GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T 15175-2012 固体激光器主要参数测量方法

GB/T 18490.1-2017 机械安全 激光加工机 第 1部分：通用安全要求

GB 44703-2024 光辐射安全通用要求

GB/T 5226.1-2019 机械电器安全 机械电器设备 第 1部分：通用技术条件

GB/T 7247.1-2024 激光产品的安全 第 1部分：设备分类和要求

ISO/IEC 指南 99 国际计量学词汇—基本和通用概念及相关术语(VIM)
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3 术语、定义及缩略词

GB/T 15313-2008 以及 ISO/IEC 指南 99-2013（VIM）界定的以及下列术语

和定义适用于本文件。

3.1 激光加工设备 laser processing equipment

激光加工设备一般指以激光——即受激辐射放大光作为材料加工的具体手

段，结合机械系统、软件系统、电控系统及光学系统组合而成的一种专用设备，

可分为激光切割、激光焊接、表面处理等加工设备。

3.2 激光加工检测 laser processing testing

围绕激光加工核心性能、安全性、软件及控制系统以及环境适应性开展检测。

3.3 激光加工检测实验室 laboratory of laser processing testing

以激光加工为主要检测对象的实验室，大多数激光加工检测实验室进行常规

项目的检测。

3.4 常规检测项目 normal testing item

根据设备实际情况，设备检测项目应包括激光器、定位精度、重复定位精度、

轴间精度、平台精度、视觉系统相关精度、系统精度、速度、被加工材料、加工

尺寸范围标准、激光终端参数、激光辐射安全要求及防护措施。其中激光器特性

要求包括：光斑直径、光斑椭圆度、发散角、光束指向稳定性、光束质量 M2、

脉冲能量不稳定度、功率不稳定度。

4 通用要求

5 结构要求

5.1 若实验室为独立法人实体的一部分时，其所在组织应有设立实验室的文件，

母体组织的法人应有对实验室最高管理者的任命和授权文件，保证其独立开展检

测业务。母体组织的法人应发布为实验室承担相应的法律责任和不干预检测工作

的声明，保证实验室能够独立开展检测业务。实验室应保存母体组织中的其他部

门参与实验室管理体系活动的支撑性资料。
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6 资源要求

6.2 人员

6.2.1 通用要求

实验室宜至少具备 3名专职检测人员。检测人员应满足 CNAS-CL01-A003

及 CNAS-CL01-G001中相关要求，具备能够胜任设备检测工作的经历、经验和

技能，掌握设备检测基本理论知识、相关标准/规范以及检测设备的工作原理和

性能，熟悉相关检测设备的运行、维修和操作。

6.2.2 能力要求

1) 实验室技术负责人除符合 CNAS-CL01-A003及 CNAS-CL01-G001 中相

关要求外，从事激光加工设备检测工作至少 5年及相关领域工作经验，

其中至少 3年实验室技术管理经验。如果学历或专业不满足要求，应有

10年以上相关专业检测或校准经历。

2) 从事实验室活动的人员不得同时在其他实验室兼职，不应向其他机构借

用人员从事相关激光加工设备检测活动。

3) 认可的激光加工设备检测授权签字应熟悉 CNAS所有相关的认可要求，

具有本专业中级以上（含中级）技术任职或满足以下条件：

 大专毕业后，从事相关专业技术工作 8年及以上；

 大学本科毕业，从事相关专业技术工作 5年及以上；

 硕士学位以上（含），从事相关专业技术工作 3年及以上；

 博士学位以上（含），从事相关专业技术工作 1年及以上。

注：授权签字人是经 CNAS 认可，签发带认可标识/联合标识的报告或

证书的人员。其在被授权的范围内应有相应的技术能力和工作经验。实验室

负责人可以不是授权签字人，授权范围也可以不是全部认可范围，授权范围

应根据其实际技术能力确定。

4) 关键技术人员应掌握激光加工设备检测测量不确定度评定的方法，并能

就所负责的检测项目进行测量不确定度评定。

5) 实验室应制定培训计划使从事激光检测人员了解必要的安全防护措施，

以防止检测中可能会出现的激光等对人身安全构成威胁。

6.3 设施和环境条件

6.3.1 通用要求

1) 实验室应合理分区（待检区、检测区、仪器设备存放区、办公区），各

区之间物理隔离（如隔断、门禁），避免待检设备搬运对检测中设备的

干扰，同时防止办公区域粉尘进入检测区，并配置必要的安防设施。
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2) 实验室应配置针对性警告标识（如“激光辐射危险”“高压警示”），检测

区需设置防护围栏或遮光罩，防止激光泄漏伤人。

3) 实验室出入口需设置应急通道，配备应急照明及紧急停止按钮（针对激

光设备突发故障）。

4) 标准或者规范对环境条件有要求时或环境条件影响检测结果时，应监测、

控制和记录环境条件。当环境条件不利于检测的开展时，应停止检测活

动。

5) 实验区域应有环境监控设备或设施（如温度、湿度监测装置），并控制

及记录设备安装及运行环境条件。（环境条件建议：照度≥250lx、温度

范围为 23℃±5℃、相对湿度≤70%RH、空气洁净度≥ISO 7级）

6) 实验区域应配备有效的排风、除尘、抗振、消防和避震的设备设施，避

免镜头污染和损坏，能保证检测设备各部件正常工作。操作人员掌握相

关检测设备基本安全工作规范和紧急处理程序，佩戴个体安全防护装备

安全配备要求。如检测过程中若涉及材料加工（如激光切割、焊接样品

测试），需配置局部排风系统（如万向抽气罩）或中央除尘设备，避免

加工产生的烟雾、粉尘污染光学元件，同时保障操作人员呼吸安全。应

配备适用于电气火灾的灭火器（如二氧化碳灭火器），避免激光设备电

气部件起火风险。

7) 检测区地面需做避震处理（如铺设减震垫），精密仪器（如激光干涉仪、

M² 测试仪）需放置在防震工作台上，减少环境振动对检测的影响。

8) 检测区需安装实时监控装置（如温湿度记录仪、洁净度传感器），数据

需自动存储且不可篡改，保存期限需符合 CNAS记录追溯要求（通常不

少于 6年）。

9) 实验室在固定场所以外（如工业现场等）进行激光加工设备的测量范围、

测量精度、漂移等项目检测活动时，宜提出相应的远程在线审核控制的

要求，以确保环境条件满足标准规范的要求。（参考附录 C）

6.3.2 设备控制

根据实验室的检测项目和业务范围，选择合适的检测设备和仪器，确保其性

能参数满足检测要求。定期对设备和仪器进行校准和维护，确保其准确性和可靠

性。校准周期根据设备的使用频率、精度要求等因素确定，一般为一年。

设备标识与管理：对设备和仪器进行统一的标识管理，包括设备编号、名称、

型号、启用日期、校准日期等信息，以便于设备的识别、使用和管理。同时，建

立设备档案，记录设备的使用情况、维修情况、校准情况等信息。

6.4 设备

6.4.1 通用要求
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实验室应配备满足激光加工检测要求的设备和设施。一般包括：示波器、光

电探测器、万用表、激光功率计、光谱分析仪、激光干涉仪、激光能量计、光电

自准直仪、光斑分析仪、M²测试仪、自相关仪、激光跟踪仪、秒表、千分表、直

角尺、标准芯轴、影像测量仪、数显卡尺，测高仪等设施设备。仪器设备的数量

应能满足所承担检测业务量的需要，能避免设备原因对检测报告时效性和准确性

的影响。

6.4.2 日常使用仪器设备过程中应对其进行必要的维护，并保存相关记录。

6.4.3 检测设备在投入使用前应就其稳定性、重复性等性能进行核查，验证其测

量范围、测量精度、漂移等指标满足相关标准/规范以及实验室规定要求，保留

相关核查/验证记录。

6.4.4 出现下列情况，实验室应对检测设备进行稳定性、重复性试验，以满足相

关标准/规范及实验室规定要求：

a) 新设备首次投用前；

b) 影响设备精度或漂移的关键部件更换或大修后；

c) 运行检查中运行参数变化或对参数调整后，可能影响精度时；

d) 对精度产生怀疑时。

6.4.5 开展项目检测活动时，若涉及到租借设备，应确认使用租借的设备（含主

要辅助设备）符合 CNAS-CL01及相关标准要求，且计量溯源有效，保留该租借

设备信息的记录，并在原始记录中记录租借设备的情况。

6.4.6 实验室应：

a）根据检测设备在激光加工设备检测过程的预期用途或相关标准/规范要

求对所辖的设备进行分类管理，并对影响结果报告有效性的不同类型的设备制定

检定/校准、核查计划方案；

b）策划并审查设备使用期间核查方案，明确核查周期、项目/参数和判定

方法等。

6.4.7 实验室应制定对检测结果有影响的重点设备的日常维护计划并做好记录，

特别是示波器、光电探测器、万用表、激光功率计、光谱分析仪、激光干涉仪、

激光能量计、光电自准直仪、光斑分析仪、M²测试仪、自相关仪、激光跟踪仪、

秒表、千分表、直角尺、标准芯轴、影像测量仪、数显卡尺，测高仪等设备设施

的日常维护保养。

6.5 设备校准和计量溯源性

6.5.1 对投入使用的计量仪器设备，如示波器、光电探测器、万用表、激光功率

计、光谱分析仪、激光干涉仪、激光能量计、光电自准直仪、光斑分析仪、M²

测试仪、自相关仪等设施设备应按计量检定规程/校准规范要求进行量值溯源，

明确量值溯源途径、方法及各环节责任。
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6.5.2进行精度验证时，使用标准样件应与实验室日常加工样品尽可能一致，须

覆盖待测样品的特性和量值。

6.5.3实验室保留相关记录（包括设备校准证书、检定报告、测试数据、环境条

件数据、人员资质证明等）作为计量溯源性证据，确保记录的完整性、可追溯性

及可重复性，电子记录须安全存储且防篡改。

7 过程要求

7.1 要求、标书和合同的评审

7.1.1 当委托检测任务中包含特性参数要求时，实验室应与客户在合同中明确约

定检测的方案。

7.1.2 对内部或例行客户，要求、标书和合同评审可简化进行；对于常规、重复

性的检测，一次性签订检测协议的，建议合同评审至少每年进行 1次。

注：内部检测委托协议书可由母体组织的委托代理人与实验室签订；当检测

任务发生变化时，需要重新合同评审，更新检测协议。外部委托检测协议书由实

验室与客户或其代理人签订，双方签字确认即视为合同生效。

7.2 检测

7.2.1 实验室接收激光加工设备时应检查和记录其状态和外观，如名称/唯一性标

识、型号以及包装容器完好情况等。

7.2.2 应定期对标准样件检测数据及精度等级进行验证，避免因调试检验影响检

测结果。

7.2.3 严格按照检测方法和标准要求进行操作，控制检测过程中的各个环节，包

括处理、检测、数据记录等，确保检测数据的准确性和可靠性。对于一些关键检

测环节，应进行双人复核或多人审核。

7.2.4 实验室应尽量避免设备检测过程中发生物理损失和化学变化。保障存储条

件的完整性。

7.3 技术记录

7.3.1 检测过程中产生的数据应及时、准确地记录，记录内容应包括检测项目、

检测方法、检测设备、检测时间、检测人员、检测数据等，数据记录应具有可追

溯性。检测数据应妥善保存，保存期限应根据相关规定和实验室的要求确定。

7.3.2 采用手工或实验室信息管理系统自动收集、记录、处理和化验数据信息时，

实验室应确保记录/报告包含足够信息，满足识别影响测量结果及其测量不确定

度的因素，确保能在尽可能接近原条件的情况下重复检测活动。
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7.3.3 检测报告应内容完整、格式规范、数据准确、结论明确，报告中应包括检

测项目、检测方法、检测结果、判定依据等信息。检测报告应经过审核和批准后

发放，确保报告质量和公正性。

7.4 测量不确定度

7.4.1 实验室应有文件规定，明确评定测量不确定度的要求。实验室应建立相应

数学模型，给出相应检测能力的评定测量不确定度案例。实验室可在检测出现临

界值、内部质量控制或客户有要求时，需要报告测量不确定度。

7.4.2 实验室应识别对测量结果不确定度的关键影响因素。

7.5 确保结果有效性

7.5.1 实验室应对检测过程进行监督和检查，及时发现和纠正不符合检测结果质

量要求的行为。

7.5.2 实验室应有参加能力验证活动的程序和记录要求，包括参加能力验证工作

计划和不满意结果的处理措施等内容。

7.5.3 对检测数据进行正确的处理和分析，采用科学的统计方法和数据处理软件，

去除异常数据，可参考国家标准或行业通用规范，确保数据的真实性和可靠性。

7.6 结果报告

7.6.1 结果的电子传送

当实验室利用母体组织内部网络或信息化系统传送检测结果时，应满足

CNAS CL01：2018第 7.11条款的要求，同时应符合报告审核和发送报告的流程

并保留有相关记录。

7.6.2 实验室在为客户出具报告时，可采用简化报告，但实验室应规定简化内容。

报告中简化的信息应能方便地从实验室中获得，并可追溯。

7.6.3 试验报告应保证内容完整性，报告中记录的检测过程、设备使用记录应与

原始记录完全对应，报告签发需经三级审核，电子报告需通过 LIMS 系统确保完

整性。

8 管理体系要求

8.1 质量管理

实验室应建立内部质量控制体系，定期进行内部质量控制活动，如使用标准

测试件进行核查、进行设备比对、方法比对等，发现问题及时采取纠正措施，确

保检测结果的准确性和可靠性。
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8.2 质量控制

1) 制定实验室的质量手册，明确实验室的质量方针、目标、组织结构、职

责权限、工作流程等，为实验室的质量管理提供指导和依据。

2) 根据质量手册的要求，制定相应的程序文件，如检测工作程序、设备管

理程序、人员培训程序、质量控制程序、数据处理程序等，规范实验室

的各项工作。

3) 定期对实验室的质量管理体系进行审核和评审，确保质量管理体系的有

效性和持续改进。

8.3 质量记录

对检测过程中的原始数据、检测报告、设备使用记录、人员培训记录等进行

记录、保存等档案管理。质量记录应真实、准确、完整，具有可追溯性。对实验

室的文件、资料、记录等进行分类、归档和管理。
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附录 A

（资料性附录）

激光器特性要求

表 A.1 提供了激光器特性要求概览。

表 A.1 合格评定活动一览表

项目 单位 要求

光斑直径 毫米 偏差在标称值±5%之内

光斑椭圆度 百分比 > 标称值

发散角 毫弧度 mrad < 2. 0mrad (Full Angle)

光束指向稳定性 每分钟或每摄氏度（Per Minute/ Per ℃ ） < 50.0 urad

光束质量 M2
无量纲 偏差在标称值±5之内

脉冲能量不稳定度 均方差 rms < 2%

脉宽 纳秒、皮秒 在标称值 50%-100% 之间

功率不稳定度 均方差 rms < 2%
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附录 B

（资料性附录）

激光加工设备检测要求

表 B.1 提供了激光加工设备检测要求概览。

表 B.1 激光加工设备检测要求

项目 检测要求

激光器

光斑测量

1）根据激光器功率范围选择适当的输出比例，一般为 8%～15%

之间。

2）在出光口处固定半波片，调节半波片，使激光经过 PBS分得

两束光且强度基本一致，偏振方向即为 45°，依次固定介质膜反

射镜、功率计、扩束镜，使激光准确照射在功率计中心。

3）连接光斑分析仪 CCD，设置阈值为 1/e² (13.5%)。

4）激光器满功率出光，将 CCD放置在距离出光口 500mm 处

测量反射镜透射光，微调 CCD 位置，使光斑位于画面中央，确

认 CCD曝光时间在 0.06～200ms之间，否则更换衰减片。要求

光斑参数：椭圆度＞90%、光斑直径：标称值的±10%。

发散角

1）在距离出光口 200mm 处，加入一个焦距为 300mm的正透镜，

使经过介质膜反射镜的透射光聚焦。调整透镜角度，使透镜与

CCD 接收面平行，调整透镜位置，使光斑位于画面中央，确认

CCD 曝光时间在 0.06～200之间，否则更换衰减片。

2）记录光斑 x，y直径，即透镜焦平面的光斑尺寸，直径/300mm

即为发散角。要求发散角：小于 2.0 mrad (Full Angle)。

光束指向稳定性

记录 1min 内的光斑数据，提取数据并计算均方差即为光束指向

稳定性数值。要求光束指向稳定性：<50.0urad（Per Minute）或

<50.0urad（Per ℃）。

光束质量

1）介质膜反射镜后的透射光通过两个反射镜射入 M²测试仪，

连接M²测试仪，调节光斑至软件显示中心位置，选择对应波长，

并自动去点测试。

2）根据束腰位置手动取点，在 Waist Location X，Y 的中间添

加一个点作为束腰位置，在束腰位置的两侧＜±1*Rayleigh

Length X，Y 的范围内各取 2 个点，在束腰位置的两侧＞

±2*Rayleigh Length X，Y 的范围外各取 3 个点，测试并生成报

告。要求光束质量M2：标称值的±10%。

脉冲非稳定度

1）将激光器设置重频为10K（或最小值），功率输出比例为10%～

20%，使强光感光卡能看到即可。

2）将光射入能量计探头小孔，设置功率输出比例为 100%，连

接能量计，设置波长及采样个数，“Standard Deviation/Mean(2

Sigma)”即为脉冲能量非稳定度。要求脉冲能量非稳定度：<2%

rms。

脉宽
1）从出光方向依次摆放半波片 1、介质膜反射镜、半波片 2、

PBS 及反射镜，调节半波片 1 使介质膜反射镜入射光为水平偏
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振，调整半波片 2使进入自相关仪或光电探测器的光刚好能够

被感光卡看到。

2）调节反射镜角度，使光束通过入射小孔，两个反射光点在控

制窗口十字线的水平线上，旋转 Beam Distance 旋钮，观察其中

一个点位置不变，调节反射镜使这个点对准十字线中央，测试

光路。

偏振比

1）使激光器出光经过半波片、PBS及扩束镜后射入功率计中心。

2）激光器满功率出光，旋转半波片，使 PBS透射光功率最小，

记录三次功率计示数，记平均值 P1。旋转半波片，使 PBS透射

光功率最大，记录三次功率计示数，记平均值 P2，偏振比计算

为 P2/P1。要求偏振比：>100:1。

光谱

1）连接光谱仪，确保光纤跳线的光纤头洁净，将一端的光纤头

接到光谱仪输入口，另一端固定在支架上接收激光。

2）设置光谱仪光纤头参数、图像参数、测量参数、显示方式及

路径等，获得中心波长、谱宽、峰值等参数。

平均功率稳定性

激光器满功率出光且射入功率计中心，可添加扩束镜辅助测量，

记录每秒的功率值，持续至少 8h，将获取的参数进行均方差计

算。要求平均功率稳定性：<2% rms。

定位精度

水平轴定位精度
使用激光干涉仪或相关仪器，对水平轴的线性位移进行测量，

实测定位精度与标称定位精度的比值≤1.1。

垂直轴定位精度
使用激光干涉仪或相关仪器，对垂直轴的线性位移进行测量，

实测定位精度与标称定位精度的比值≤1.1。

水平旋转轴定位精度
使用回转轴测量装置或相关仪器，对水平旋转轴的线性旋转角

度进行测量，实测定位精度与标称定位精度的比值≤1.1。

垂直旋转轴定位精度
使用回转轴测量装置或相关仪器，对垂直旋转轴的线性旋转角

度进行测量，实测定位精度与标称定位精度的比值≤1.1。

振镜轴定位精度

在振镜的最大工作范围内，标记一定数量的阵列标准圆，随后，

用设备读取标准圆实际位置和理论位置的偏差，该偏差与标称

偏差的比值≤1.1。

重复定位精

度

水平轴重复定位精度
使用激光干涉仪或相关仪器，对水平轴的往复线性位移进行测

量，实测重复定位精度与标称重复定位精度的比值≤1.1。

垂直轴重复定位精度
使用激光干涉仪或相关仪器，对垂直轴的往复线性位移进行测

量，实测重复定位精度与标称重复定位精度的比值≤1.1。

水平旋转轴重复定位精

度

使用回转轴测量装置或相关仪器，对水平旋转轴的线性旋转角

度进行测量，实测重复定位精度与标称重复定位精度的比值

≤1.1。

垂直旋转轴重复定位精

度

使用回转轴测量装置或相关仪器，对垂直旋转轴的线性旋转角

度进行测量，实测重复定位精度与标称重复定位精度的比值

≤1.1。

振镜轴重复定位精度

在振镜的最大工作范围内，在不同位置，分别标记一定数量的

阵列标准圆，随后，用设备读取每一个振镜范围内同一位置标

准圆的实际位置和理论位置的偏差，该偏差与标称偏差的比值

≤1.1。
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轴间精度

振镜间拼接精度

分别加工贯穿振镜范围的四条边的一定数量的短直线，测量每

条短直线的拼接精度，进行几何平均， 该平均值与标称值的比

值≤1.1。

水平轴间垂直度

用标准直角治具顶靠在一个轴上，千分表放在另外一个垂直轴

上，千分表探针抵触着标准直角治具另一个垂直面，沿垂直轴

移动千分表，读取千分表的数值，该数值与标称值的比值≤1.1。

垂直轴与加工平面垂直

度

用标准直角治具放在加工面上，千分表放在垂直轴上，千分表

探针抵触着标准直角治具另一个垂直面，沿垂直轴移动千分表，

读取千分表的数值，该数值与标称值的比值≤1.1。

水平旋转轴轴线与加工

平面平行度

用回转轴测量装置，对水平旋转轴轴线与加工平面平行度进行

测量，该平行度数值与标称数值的比值≤1.1。

垂直旋转轴轴线与加工

平面垂直度

用回转轴测量装置，对垂直旋转轴轴线与加工平面平行度进行

测量，该平行度数值与标称数值的比值≤1.1。

平台精度 被加工部件承载台平面

度

被加工部件承载台平面度测量时，在平台上选择一定密度的点

位，用千分表测量高度偏差值，该数值与标称数值的比值≤1.1。

视觉系统相

关精度

同轴视觉定位与激光聚

焦位置偏差值

分别读取激光焦点位置的标记圆与相机焦点位置的标记圆的圆

心位置距离，重复多次取平均值，该数值与标称数值的比值≤1.1。

旁轴视觉定位与激光聚

焦位置偏差标称值与实

际值误差

分别读取激光焦点位置的标记圆与相机焦点位置的标记圆的圆

心位置距离，计算实际距离与标称距离的偏差，重复多次取平

均值，该平均值与标称数值的比值≤1.1。

同轴视觉定位与激光聚

焦位置偏差值的重复精

度

分别读取激光焦点位置的标记圆与相机焦点位置的标记圆的圆

心位置距离波动量，重复多次取平均值，该平均值与标称数值

的比值≤1.1。

旁轴视觉定位与激光聚

焦位置偏差值的重复精

度

分别读取激光焦点位置的标记圆与相机焦点位置的标记圆的圆

心位置距离，与标称值的偏差波动量，重复多次取平均值，该

平均值与标称数值的比值≤1.1。

远心成像镜头畸变值
用摄像头读取标准测试图形，生成标准图形内各标准圆的位置

信息和理论位置的偏差平均值≤10%。

视觉系统定位精度

使用带标记点的测试标准件，用设备定位后在标准件图形上标

记基准圆，测试基准圆相对于原始标记点的位置误差精度，该

误差精度与标称精度的比值≤1.1。

视觉系统重复定位精度

使用带标记点的测试标准件，用设备定位后在标准件图形上标

记基准圆，测试基准圆相对于原始标记点的位置误差精度的波

动量，该波动量与标称波动量的比值≤1.1。

系统精度 被加工部件承载台范围

内加工精度

被加工部件承载台范围内加工精度的测试，应使用标准测试图

形进行加工，测量实际加工位置与图档理论位置最大偏差，该

偏差与标称偏差的比值≤1.1。

速度

单轴运动速度

沿单轴方向全行程往返运动一定遍数，按实际运行的距离除以

运行所用时间，计算出单轴运动速度和标称速度的偏差量与标

称速度的比值≤1%。

振镜运动速度

沿振镜范围内，加工一定直径的圆若干遍，根据总路径长度与

实际运行时间计算出实际运行速度，实际速度和标称速度的偏

差量与标称速度的比值≤1%。

靶标定位时间 放置好带靶标点的标准测试件，从设备零点位置启动后，依次
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识别数个间距为一定数值的靶标点，识别成功后再次回归到设

备零点，整个循环所用时间与标称时间的比值≤1.1。

被加工材料

单位时间加工孔数（在有

孔数要求的项目中适用

本条款）

在指定材料、厚度和加工孔直径的前提下，按照孔直径的两倍

为间距进行阵列排列，实测每分钟能够加工的孔数。实际孔数

与标称值的偏差≤10%。

每小时加工件数（在有件

数要求的项目中适用本

条款）

在指定待加工的产品材料、数据和质量要求的前提下，记录设

备从原点开始动作，循环加工一定数量的合格产品后返回原点

所用小时数，合格产品的数量与小时数的比值，该比值与标称

值的偏差≤10%。

加工尺寸范

围标准

平面加工尺寸范围标准

在符合标准内系统精度的尺寸范围，按照平面最大尺寸的四角

分别打出标记圆，用视觉定位系统分别测量标记圆的位置，并

计算出圆心间距离，该距离和标称加工范围的偏差≤1%。

垂直加工尺寸范围标准
二维加工聚焦范围内承载台平面上，最低和最高聚焦平面差

≤1%。

单振镜加工平面尺寸范

围标准

符合标准内系统精度的单振镜可加工尺寸范围。按标称振镜加

工范围的最大尺寸，加工标记圆间距为 2mm直径为 1mm的阵

列圆，用摄像头读取符合畸变等所有系统精度的标准圆位置，

计算出最大矩形平面范围面积和标称范围面积的比值≤5%。

激光终端参

数

聚焦光斑

相关参数

聚焦光斑直

径

提高激光标刻速度，在指定材料上标记离散的光斑，测量光斑

的平均直径和标称直径的偏差的百分比≤10%。

焦深

以焦点高度为基准，在上下一定范围内，以一定的高度为梯度，

从低到高标记焦点在不同焦平面的标准圆，记录第一个完整的

标准圆和最后一个完整的标准圆的垂直方向高度差，该高度差

视为实际焦深， 实际焦深与标称焦深的偏差≤10%。

聚焦光斑椭

圆度

提高激光标刻速度，在指定材料上标记离散的光斑，测量多个

光斑的短轴和长轴的比值的平均值≥90%。

设备终端

激光平均

功率稳定

性

聚焦光斑相

散

搭建外光路，采用光束分析仪，实际相散值与标称值的比值在

0.9与 1.1之间。

短期平均功

率稳定性

测量开机预热一定时间后的终端功率，4小时后的终端功率，8

小时后的终端功率，3个功率的最大值与最小值的差值，该差值

与平均功率的比值≤3%。

长期平均功

率稳定性

设备每天工作一定时间后测量设备的实际功率，连续测量一定

时间（三个月以内），计算该时间段 内特定控制参数下的激光

终端功率最大值与最小值的差值，该差值与特定控制参数下的

功率的比值≤6%。

激光辐射安

全要求及防

护措施

激光辐射安全

依据 GB 44703-2024，检测内容包括：激光安全类别及对应类别

的安全防护措施、防护罩外激光安全内部及安全防护措施、激

光通过观察窗辐射安全要求、标签标识等。

由材料和物质产生的危

害
依据 GB/T 18490.1-2017

电气安全

依据 GB/T 5226.1-2019，检测内容包括：电击防护、电器设备

的保护、等电位联接、控制电路与控制功能、操作版与控制器

件、配线技术、电动机及有关设备等。

机械安全风险评估 依据 GB/T 15706-2012
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附录 C

（资料性附录）

激光加工设备领域实验室在线审核实施要求

表 C.1提供了激光加工设备领域实验室在线审核实施要求概览。

表 C.1 激光加工设备领域实验室在线审核实施要求

在线审核

流程
应用场景 ICT 技术 风险事项 风险预防措施

审核受理
－在线提交与审核资

料传输

－工业互联网平台软件（如

ERP系统）中的审核模块，

实现申请资料的在线提交；

－安全的文件传输协议

（FTP）或云存储服务，确

保资料传输的安全性和效

率；

－共享平台：提供文件上传

与下载功能；

－即时通信软件、电子邮

箱；

－硬件，如 U盘，电脑、

智能移动终端。

包括不限于上述技术

－数据泄露风

险

－信息不完整

或错误

－采用加密技术确保数

据在传输过程中的安全

性，设置权限管理，确保

只有授权人员能访问。

－设计明确的资料提交

指南，并在系统中设置校

验机制，防止信息不完整

或错误。

审核启动

－通知发布：通知申

请方审核启动的时间

和相关信息。

－任务分配：系统根

据审核员的专长和可

用性自动分配审核任

务。

－线上会议：召开启

动会议，明确审核目

标和要求。

－即时会议软件（如腾讯会

议、Zoom等），实现远程

会议和启动会的召开。

－邮件或短信通知系统，确

保所有相关人员及时收到

审核启动通知。

－在线任务管理系统：支持

任务的自动分配和跟踪。

－通知遗漏或

错误

－任务分配不

均

－会议效果受

网络条件影响

－建立通知确认机制，确

保申请方及时收到并理

解通知内容。

－优化任务分配算法，确

保审核任务均衡分配。

－提前测试网络质量，确

保会议顺利进行；准备备

用方案，如电话会议。



CNAS-TRL-0XX:202X

发布日期：2026 年 X月 X日

第 18 页 共 20 页

审核准备

－线上会议：采用视

频会议系统实现审核

计划和策略的远程讨

论。

－在线设备控制与数

据采集：通过远程访

问对工业现场设备进

行检查。

－视频会议软件：实现远程

高清、稳定视频会议。

－工业数据管理系统：监测

设备运行状态，采集实时数

据。

-5G网络技术：支撑远程访

问的高速性、流畅性。

-无人机和移动摄影器材：

完成现场的预先勘察。

－视频会议故

障

－设备控制不

准确或延迟

－数据采集不

完整或失真

－准备备用通信方式，如

电话会议，以应对可能的

网络问题。

－对远程控制设备进行

定期维护和校准，确保其

精确性和稳定性。

－制定详细的勘察和采

集计划，并在实际操作中

进行必要的调整。

审核实施

－远程审核：利用远

程监控和通信技术进

行现场审核的替代或

补充。

－实时记录：使用电

子记录工具记录审核

过程中的关键信息和

发现。

－在线数据采集与验

证：通过传感器或网

络摄像头收集实时数

据并对数据进行真实

性、合理性验证。

－工业软件检测：对

工业现场使用的软件

进行功能验证。

－远程监控技术：如无人机

巡查、远程传感器等。

－电子记录系统：支持实时

输入、修改和保存记录。

－数字孪生平台：了解验证

设备的运行状态、原材料的

加工过程、工艺的执行情况

以及样品的性能表现。

－工业互联网平台：软件

（如MES系统）实时采集

现场数据与分析。

－数据验证工具，对采集到

的数据进行实时分析和校

验。

－远程审核准

确性问题

－记录丢失或

篡改

－数据采集误

差

－数据传输延

迟

－提前制定远程审核操

作规范以确保审核质量。

－采用数据加密和权限

控制，确保记录真实完

整。

－定期对数据采集设备

进行校准和维护，确保准

确无误。

－优化网络传输协议和

设备配置，降低数据传输

延迟。

结果公布

－线上公示：通过官

方网站或平台公布审

核结果。

－电子证书发放：向

通过审核的申请方发

放电子证书。

－网站或平台开发技术：确

保信息发布的及时性和准

确性。

－电子签名技术：确保电子

证书的真实性和法律效力。

－邮件或短信通知，确保相

关人员及时收到结果通知。

－信息泄露风

险

－电子证书伪

造风险

－加强网站或平台的安

全防护，防止信息被非法

获取。

－采用高强度的加密和

签名算法，防止证书被伪

造。

证后管理

-电子证书管理：通过

电子证书，实现在线

查看和验证

－实时抽样与监督：

通过远程监控，进行

定期或不定期的抽样

检查。

－二维码追溯：为电子证书

提供二维码，便于快速验

证。

－物联网技术：用于实时监

控和收集关键数据。

－实时抽样技术：结合工业

数据管理系统，实现远程抽

样。

－证书管理不

善，导致证书

失效或滥用

－追溯信息不

完整或不准确

－监督不到位

－建立证书管理机制，定

期更新和验证证书的有

效性；实施权限管理，确

保只有授权人员能访问

和修改证书信息。

－对追溯系统进行定期

维护和检查，确保数据的

完整性和准确性。

－制定详细的监督计划，
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确保监督的全面性和有

效性。

注：ICT 技术宜根据实际情况选用
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